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Od blisko 50 lat Zaktad Metrologii i
Systemdw Pomiarowych Politechniki
Poznanskiej zajmuje sie wykonywaniem
doktadnych pomiaréow oraz konstrukcja

urzadzen pomiarowych. Dzis z
powodzeniem wspotpracujemy z
przedstawicielami roznych srodowisk
stanowigc pomost miedzy nauka i
otoczeniem gospodarczym.

Pomiar stykowy i optyczny elementéow
wykonywany na Wspodtrzednosciowych
Maszynach Pomiarowych, w tym Leitz
PMM - C 12 10 7 ze stotem obrotowym,
bedacym dodatkowg - czwarta osig
maszyny, ktora rozszerza klasyczne
mozliwosci pomiaru o digitalizacje
najbardziej ztozonych geometrii, jak np.
topatki, czy kota zebate.

Skanowanie optyczne przedmiotéw w
skali makro realizowane za pomoca
réznego typu skanerow (Creaform

CUBE - R, HandySCAN BLACK),
gwarantujacych doktadny pomiar
szerokiej gamy elementéw o réznych
cechach powierzchni i zréznicowanych
gabarytach i geometrii.

Naszym celem jest realizacja
pomiardw na najwyzszym poziomie
metrologicznym.

Swoje doswiadczenie i pasje do
metrologii rozwijamy korzystajac ze
sprzetu najwyzszej swiatowej klasy.

Pomiar multiskalowy realizowany na
Optiv Reference 763 Dual Z, ktory
taczy pomiary w skali makro-, mikro-
oraz nano, np. ptytki PCB.

Tomografia komputerowa (microCT)
phoenix V|tome|x M, pozwalajacy na
pomiar geometrii wewnetrznych (np.

kanaty) oraz struktur wewnetrznych
(np. porowatosci), ktére sa
niedostepnych dla innych technik bez
ich zniszczenia.
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Bezstykowy system pomiarowy
Alicona uCMM - optyczna,
wspotrzednosciowa maszyna
pomiarowa z sensorami pomiarowymi
pracujgcymi w technologii
réznicowania ogniskowego o
rozdzielczosciach nanometrycznych
do pomiaru geometrii i topografii
powierzchni.

Analiza struktury materiatu w skali
subnanometrycznej z JEOL JSM-
IT700HR/LV z emisjg polowa (emiter
Schottky'ego) oraz mozliwoscig
pracy w warunkach wysokiej i niskiej
prézni.



